The invertion rel'ates'to a device for the heat treatnent and transport of.
substrates in-vacuumcoating plants having several stations, with substrate
hol'ders of roughly pl aje-shaped, flgdqsipsalge! epi pedi c con;'_t i guration which
in-vertical position are capable of :being moved - al ong ‘apredeterm ned
transport path - through the stations and with pairs of rdll er bodies,

sli.de blessétseibung Ol | ers which in conbi nati odtsmek:libnrmudnsaal'wlndmdaMsgmedmﬁhhe
substrate hol ders and which are each provi debd aifmeisthed welpi die raifidebtansi dreillagfe
part Qel owpie lrdindunb etriit eine Virddhiuag 8ir sliepabl e fithep siney Relletraere i terugt dutden. Sub-
subst.ratW¥éirmelietiadiung wid derBpnsperbvog ubsire-at e holtreibateroinei Hnpsichere Edrispgnnunigbliden.
recess Wi gy Viekuabgsshichiunesaplpasp anit melse-t hes r egi Wiaitedin istes bekaget (BRSY 0718, dimpwh
runs’ ‘pard $teionahgmit Subsirgihaitem mfiptva pigienhi ch ¢ eeshishigaden cBubstratentits pinop hepangeren
t hrough f‘?’ﬁ@*”st‘!&?‘"@énpa’%{'e'Pﬂ"%ﬂde%éa'if‘Fﬁ'fg""él errents‘:é'?‘fséﬂﬁi“ﬁ‘@’ Wéregleb Hpi “B'BWEWB?’US

2333? { ;g&’%ﬂéfi‘i’ﬁ_‘g?“;“";ﬁ;ﬁdﬂ d“'g %%‘E@gﬁ are eg‘“g%agu s o ane

O e

shaped bP?’F '§W f lag% inef Byl
Subs tra q?gsc%:lneer; no ; aﬂ?mlt rth sam ;‘f nqv{:":@ne su tel ausr}t: , er r)sg oristoste ten chionen glel-
accomo: E& ai E n9s ‘%"E%s‘ - From "@c ieRlichwiide: Je?eﬁs&né(l&ﬁ&%%r—
device o Phnt i Sl ! E i &) it Haro) .t%an n Statio
pl at e- sfmwa e&’H ;.ﬁdatvaoe satiditer gl d | dhitetrmigae I

¥

pri NCi palch RérReRNn AbOkIdint d3R IBbreldR B&ihesF8L | owerK Jnuaabmaotr&daﬁgtem YRRy of-
rol | er s ik brelecRdnBe, paraibh hde fschisten Véra e aboutneaedsre@asﬂ%&uir@ﬁspamges r SiMei 1
| oner ed@as sttaentBuiigs ARbraring betesiaq, indRi t i onaink iermic$chidRonugRAThwifker, ldRIj&weils
havi ngﬁae.homurmnﬂ dikchatiel Statbh elh@barhdiDdes The |idV\Bdreighllineke FuBloiise irorhaite dernannvasre! |,
I ncapabISebstréthditers dimnegperen dVdndiai sgeortinete, t ke SSubsitathaltesn bsdstigharen i Subgeies ivargésy-
verti calflaghers sich ivechhndchanten euvarstrapkentiérat st cieh einghowbdi daafuligil dles Subdtpthglesanibl e
wi t h t hélegkbgpephingimigt.upper gui de roll ers. sindmsRaalmacaligler | Schienen versebproisy deren
devi ce f orDie zumubinestatdnmepnging Substrgtiiaier) 25/ Lingsnian mip\Rallan kosrpeppurioran; die prinfest
and wi t [§ing gntveder Bladqnomig oteprechend dgniiSiince arfi Pasierieilder ¥artchlipg g@glagert sind und die

t wo- di néi‘%?“o??éﬂ"“?ﬁ H\upschpition H’S?' Rahmen ity o 2§ | d%t’l'e"T)Hb F‘?'ﬁ‘%n"“éFP@ “%1 om Verlauf der

pr edet eﬁﬁ@ao““t aj?s t he st ‘1" 'H ﬂndﬁ ﬁ%ﬁ

plbstrat
the 1 owdfp 'af’t ?'fag?réwh%'mq'ér s th 8
, v Js,:%g%m:&:é;ﬁg@? ch
Nt b&ﬁgﬁ Wi 35 i o sa?zhy aﬁ% S

ne!
rol | ers urc é %b he S bstr@te holkegds LS
are QUI sta Bp@e| er Sub-

are Capallgn Fﬁtu Jer ‘ﬁ I
systems % aJpB n& 'an Mo i&é&v' ed é%t éwwagn bl e
arr ange anDnté}&n ﬁ@&%m&ﬂﬁv&hﬂn 5P a Jh@r sfeh ittt rfdth- HL z& Ctrb Rl
and t he weRRE dieC i SenkRRS Abdsoh Brefisie Ring.ase t hfeuzﬁérb&'hm&w kgte roller of the same
rol | er palifreretdrikinieR ison ldRASUbstRMGISF BNI BY S UT Pidser HidRs THASHoRBINCKI 1a) did RASt

t hr ee 1 gRAicH GuiSIitEraRe SitHoridntklel Diekaci®i I COngabd tugtufde, bife SWsidtialdiurigGurtiisrere
subst r até. bielud@ren Fhmaysroliénl diridnigdoch aiegti Ng S )Subgie Fulischitian Wod diesd sd Suskubden,
(DE 3 167 stidb) dieSupstrethalipasiieh vegemal berti-t he s Uiag tdleafubstrateogdp®insara vandeinan elnzigen
speci dl kalérSteflengc haldiier und whtraashedigteney devi disizquelle igivictrelip ukth ovingleichee iptengitit he
subst r aded ping gebilej Resitionierung gwr thSfaZUt"ﬁ%tnspQ)r tteropegierbas shéyr a vacuum coatin

pl ant winemegepehseen Flranggiplier mogich s on i xed Pejvodegepden Erimdamodieg))insbesondere

Bekannt ist auch eine Transporteinrichtung flr die Aufgabe zugrunde, eine Vomchtung der in Fra-
Vakuumbeschichtungsanlagen (EP 0 254 145 B1) ge stehenden Art zu schaffen, die geeignet ist, die
mit mehreren Stationen und mit Rollensystemen elektrischen und die optischen Schichteigenschaf-
“fiir die Filhrung und den Vorschub von.im wesentli- 45 ten auf nichthitzebestéindigen Substraten durch
chen zweidimensionalen Substrathaltern in senk- Temperieren zu verbessern und insbesondere die
rechter Stellung, entlang eines vorgegebenen Vorrichtung so zu gestalten, da die Temperatur in
Transportweges durch die Stationen, wobei im Be- der Umgebung der Substrate vergleichsweise ge-
reich der Unterkante der Subsirathalter paarweise ring gehalten wird.

FUhrungsrollen angeordnet sind, die den Substrat- 50 Diese Aufgabe wird erfindungsgem&s dadurch
halter zwischen sich aufnehmen und die um senk- geldst, daB der aus einem magnetischen Werkstoff
rechte Achsen drehbar sind, wobet die Substrathal- . gebildete, finger- oder plattenfSrmige ‘Heizkdrper
tor ausschhieBlich im Bereich ihrer Unterkante zumindest eine vom elekirischen Strom durchflos-
durch die Rollensysteme geflthri sind und die Flih- sene Leiterschisife aufweist, die mit zweckmésiger-
rungsrollen mit Laufflichen versehen sind, dis auf &5 wsise an den dem Heizkdrper abgewandten Sei-
mindestens seiner Fllhrungsrolie eines Rollenpaares " tenflichen der Substraie angeordneten Platten aus
jeweils am unteren und am oberen Ende angeord- olektrisch leitfdhige Werkstoff zusammenwirkt und

net sind, wobei die jeweils andere Flhrungsrolle ~ mit dieser sin Induktionsheizelement bildet.



Lastly, a device has already been proposed (EP-A-0 476,219) having several
stations, with substrate holders of roughly pl ate-shaped configuration
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Wihrend des Betriebs der in der Zeichnung

\“( schematisch dargesteliten Beschichtungsstation Bezugszeichenliste
worden die Substrate 22, 23 in einer Richtung 40
lotrecht zur Schnittebene bewegt, bis sie den Ka- 3 Beschichtungskammer
thoden 19, 20 gegenliberstehen, wie dies aus der 4 Gehduse
Zeichnung ersichtlich ist. 4a Seitenwand des Geh#uses
Nach der Beschichtung der AuBenfléichen 22a, 4b Seitenwand des Gehduses
23a der Substrate 22, 23 werden diese in der 45 4c oberes Wandteil des GehZuses
gleichen Richtung (lotrecht zur Zeichenebene) bis 5 Arm
zur néchsten Bearbeitungsstation weiterbewegt. 6 Arm
Die scheibenférmigen Subsirate 22, 23 und auch 7 Rolle
die Platten aus elekirisch leitendem Werkstoff 27, 8 Rolle
28 werden von den sie rahmenfdrmig umschlieBen-  so0 9 Kathode
den Seitenteilen 16a, 16b des Substrathalters 16 10 Kathode
gehalten, der seinerseits fost mit dem FuBteil 15 11 plattenfdrmiges Element, Wickeslk&rper
verbunden oder einstlickig mit diesem ausgebildet 12 Isolator
ist. Das FuBteil 15 ist mit einem Paar von Schienen 13 Schiene
13, 14 verschraubt oder verschweiBt, die ihrerseits 55 13a  Léngsnut
Lingsnuten 13a, 14a aufweisen, in denen Rollen 7~ 14 Schiene
bzw. 8 laufen, die:in zwei Reihen in Abstdnden 14a  Lingsnut
hintereinanderliegend drehbar auf Armen 5 bzw. 6 15 FuBteil



Furt her ‘preferred enbodi nents are disclosed in the dependent -Clains 2 and
3. The invention permts the nost varied enbodi nent options; one of these
is represented schematg cally i.n gr eptesosdabayl in the attaghed draw ng,

whi ch shows the section through a device. As the draw ng shows, the device
consists of the rollers 7, 8 nounted rotatably on the arnms:5, 6 and .
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(11) hinsinragt, dadurch gekennzelichnet, the upper part (4c) of the wall, characterised in
- daB das aus einem magnetischen Werkstoff that the finger-shaped or plate-shaped slement
gebildete, finger- oder plattenfdrmige Element (11) formed from a magnetic material exhibits
(11) zumindest eine vom elekirischen Sirom at least one conductor ioop (29) through which
durchflossene Lsiterschleife (29) aufweist, die 45 electric current passes, whereby said conduc-
mit an den dem Element (11) abgewandten tor loop interacts with plates, foils or layers
Seitenflichen der Substrate (22, 23) angeord- congisting of electrically conductive material
neten oder mit den Substraten fest verbunde- (27, 28) which are arranged on the lateral faces
nen Platten, Folien oder Schichten aus elek- of the substrates (22, 23) facing away from the
trisch leitféhigem Werkstoff (27, 28) zusam-  s50 - element (11) or which are rigidly connected to
menwirkt und mit diesem ein Induktions-Hei~ the substrates and said conductor loop to-
zelement bildet. gether with said conductive material consti-

tutes an induction heating slement.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Subsirathalter (18) 55 2. Device according to Claim 1, characterised in

zwei rahmenfdrmig ausgebildete, in parallelen ' that the substrate holder (18) exhibits two
Ebenen angoordnete Seitenteile (16a, 16b) auf- frame-shaped side parts (16a, 16b) arranged in
weist, die zwischen sich die schachtiérmige parallel planes, wherqby said side parts form
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Claims
4. -Vorrichtung flr den Transport von Substraten ’ c :

bei Vakuumbeschichtungsanlagen- mit mehre- 1. Device for the transport of substrates in vacu-
ren Stationen, mit Substrathaltern (16) mit etwa um-coating plants having several stations, with
plattenf&rmiger, flacher, parauelepipeder Konfi- 26 substrate holders (16) of roughly plate-shaped,

guration, die in lotrechter Stellung entlang ei- fiat, paralielepipedic configuration which in ver-
nes vorgegebenen Transportweges durch die tical position are capable of being moved
Stationen bewegbar sind und die mit Schienen through the stations along 2 predetermined
(13, 14) zusammenwirken, die joweils im Be- transport path and whiich interact with rails (13,
reich ihres FuBteils (15) unterhalb der an den 30 14) which are each provided in the region of
Substrathaltern (16) befestigbaren Substraten . ~ their base part (15) below the substrates (22,
(22, 23) vorgesehen sind, wobei der Substrat- - 23) that are capable of being attached to the
halter (16) eine sich von oben her bis in den substrate holders (16), whereby the substrate
Bereich seines FuBteils (15) erstreckendse, pa- holder (16) exhibits a shaft-like recess (24)
rallel zu den Schienen (13, 14) verlaufende, 35 - which extends from above into the region of its
schachtférmige Aussparung (24) aufweist, in o . " base part (15) and which runs paraliel to the
_ die beim Durchlauf durch die Station ein ober- " rails (13, 14) and into which there projects,
halb des Substrathalters  (16) am oberen when pessing'through the station, a flat ele-
Wandteil (4c) angeordneter, flacher, sich lot- ~ ment (11) extending vertically downwards and
recht nach unten zu  erstreckendes Element 40 - arranged above. the substrate holder (16) on
(11) hineinragt, dadurch 'gekennzeichnet. the upper part (4c) of the wall, characterised in
daB das aus einem magnetischen Woerkstoff that the finger-shaped or plate-shaped element
gebildete, finger- oder plattenférmige Element (11) formed from a magnetic material exhibits
(11) zumindest eine vom elekirischen Strom at least one conductor loop (29) through which
durchflossene Leiterschleife (29) aufweist, die 45 electric current passes, whereby said conduc-
.mit an den dem Element (11) abgewandten tor loop interacts with plates, foils or layers
Seitenflichen der Substrate (22, 23) angeord- consisting of electrically conductive material
neten oder mit den Substraten fest verbunde- (27, 28) which are arranged on the lateral faces

nen Platten, Folien oder Schichten aus elek- of the substrates (22, 23) facing away from the.
trisch leitfihigem Werkstoff (27, 28) zusam- 50 element (11) or which are rigidly connected to
menwirkt und mit diesem ein Induktions-Hei- the substrates and said conductor loop to-
zelement bildet. gether with said conductive material consti-

tutes an induction heating element.

2.. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch_ge-
kennzelchnet, daB der Substrathalter (18) 86 2, Device according t0 Claim 1, characterised in

kennselvit =

zwei rahmenfdrmig ausgebildete, in parallelen that the substirate holder (16) exhibits two .
Ebenen angeordnete Seitenteile (16a, 16b) auf- frame-shaped side paris (16a, 16b) arranged in
weist, . die zwischen sich die schachtférmige parallel planes, whereby said side parts form

4 .



v

29 ) conductor |oop 8 Clainms 1. Device for the transport—of :
substrates in-vacuumcoating plants having several stations, ]

hol ders (16) of roughly sl ate-shapedgplylsdkorpdial | el epi pedic coamﬂgm“m’ﬁm"m
which in vertical position are capabl e of bel ng noved t hroug h the's LOMNG s »
al ong a predeterm ned transport path and which interact W|th rails (13, 14)

whi ch ar e edelveqr ibamsives tha shdfidike egessr24pf t hei r daaive laffecs (162.596bjoml fawetda @adre,
substrates (B the28losiretest (2&r 28) Gag admalle of bei ng adidpasshe dars ales Ipans padlkatawi for-

hol ders- ( 16 peingvplacashipiot the windbwtypetoperfngs der ( 16)menk itigi elles gviddvasint (2#)i doforme de
recess (24) @ ?@h’f Sid side pats: hereltyoibe sideit 0 t he rrls Ghdans lo puveiiuresc(2f 26% en(farm

and whi ch r @A (i Hib) &p farped inangnigcp r 9.3, 514) Medfendips) dogauelies top sukstrats (22, 23)

proj ects, wiehAsTawgd tagpthein comected Wi on, a fnea\tenfeétrerpéqﬁés' [et pyrtigs datéralas (1o
vertical ly éﬂﬂ%h e Lasepant (19 ang ahersyobe t he sub P‘é %F@?éﬁ" “PB seule, PigpRa ou-
upper part - opfoils; ‘ﬁé 2935ﬁ°f's's“ reé?E'('%ﬁY sed |n t é’ad r""e‘ts

pl at e- shape : de %ﬁ rg?
one conduct Sﬁg th% Zg? %eﬁ%fg EI e’c?t r| c 1%%{37 é?:' SI%IF neu%
conductor | oils or
el ectricall 39@%@19 I’s‘iﬁ}c?fetﬁrnaterl al (27 28) whic u e putse ";}'?ea "caSt °"§I
faces of 3heeRMPRLELBRER Eidim: 1, Sacleibely avay fré? %%5{'

are rigidly y=Pnspeke tzg)grgﬁ,m%d dfelet® apd said conduct oop toget her
With said cosluel suseraleBl(eF, 28] w&iP RRbisHy €S ans) rmishaé.ﬁfceaom%\ben&caebremkctén%é
Devi ce accokéldigivé nafdriali éidlare CAhaigastRrd sed i n tdnade flteIes pRGIIsALE I8P loH Ghatibre
(16) exhi bi tayertonahd baakrer tad sypethtesi(@io2par t S ( 16a;coddubyiceadd PEGRIGHY sonPéd del Rlile
pl anes, wheoelhp isabidacsithitedp Bring thb eathodeet ween t ies alacers itatrad @} 23)] &econst-
recess (24) (@na).t he substrates (22, 23) awe capeddt eecbudbeisitda fatsadile et sbbs-
t he wi ndowtype openings (25, 26) of said side tpsrousyrig sufacehigémley déshegbsiratd e
parts (16%vendegtioare formed in one piece or ard?iNeaddonr diigéese e los ogthodeer
or connected via joints to the base part (15) did2®hereby the plates or
foils (27% ?8 oSHih AT g I P‘tﬁ‘fdeei’“@ﬁ‘{aﬁl‘gﬁ? |y conductive material have external
di mensi ons Fns‘ 'Pf s‘f'en’é ‘egfeétsé’ ‘&q?l"@mof $eing inserted into the

W ndow—typep §' red I n position therein. 3. .DeV| ce
according t8 i l'sthat the plates (27, 28) are fornmed
in one piec w\/\%;f:mn c'cu %t? on . ‘;23) fromelectrically conductive
materi al an . gpﬁg n%n the back of the substrates (22 23)

or on the | &Fsejde Jt'aﬁgﬁni &8 rerlt a&wqeg he  cat hodes (19 20) .

ralls (13, 14) qui sont prévus chacun dans la
région de leur partie de pied (15) au-dessous
des substrats (22, 23) qui peuvent éire fixés
aux porte-substrats (16), le porie-substrat (18) 35
présentant un évidement (24) en forme de '
puits, qui se prolonge du haut jusque dans la
\v . région de sa partie de pied (15), et s'étend
paraliélement aux rails (13, 14), évidement
dans lequel un élément (11) fixé & la partie de 40
paroi supérieure (4c) au-dessus du porte-subs-
.- trat (16), et qui s'étend verticalement vers le
bas, plonge lors du passage 2 travers la sta-
tion, caractérisé en ce que I'élément (11) en
forme de doigt ou de plaque, fait d'une matiére < 45
magnétique, présente au moins une boucle
conductrice (29) parcourue par le courant élec-
trique, qui' coopére avec des plaques, feuilles
ou couches faites d'une matidre conductrice
de I'électricité (27, 28) disposées sur les surfa- 50
ces latérales des substrats (22, 23) qui sont
éloignées de I'élément (11), ou qui sont fixdes
tigidement .aux substrats, et forme un élément
chauffant & induction avec ces plaques, feuilles
ou couches. = ' 56

2. Dispositif selon la- revendication 1,-cafactérisé
- en ce que le porte-substrat (16) présente deux



